(piecze¢ Wykonawcy)

Zalacznik nr 1 do SIWZ

Arkusz informacji technicznej (AIT)

System do automatycznej analizy i tréojwymiarowego obrazowania komérek i tkanek

w czasie rzeczywistym, w warunkach in vitro,

z mozliwos$cig kontrolowania §rodowiska (temperatura, wilgotnos$¢, CO,, O;)
typu High Content Screening/High Content Analysis — szt. 1

L.p.

Nazwa parametru lub funkcja

Wymagana wartos¢

Odpowied?
wykonawcy

1

Nazwa producenta, typ, model, rok produkcji

Podaé

Wymagania/parametry minimalne:

I. MIKROSKOP BADAWCZY ODWROCONY

Statyw z wbudowanym fabrycznie, wewnetrznym,
automatycznym przesuwem w 0si Z 0 minimalnym
kroku maks. 10nm

TAK

Uktad kompensacji dryftu osi Z umozliwiajacy
automatyczne ustawianie plaszczyzny ostrosci przed
kazda rejestracjg obrazu w sekwencji czasowej. Uktad
oparty o refleks diody §wiecacej §wiattem o dtugosci
ok. 835nm.

Uktad ma umozliwia¢ prace w potaczeniu z rejestracja
w czasie zbioru warstw w osi Z (Z-stack)

TAK

Minimum 2 porty w mikroskopie umozliwiajace
jednoczesne podtaczenie gtowicy konfokalnej oraz
innych urzadzen dokumentacyjnych, mozliwos¢
automatycznego przekazania 100% $wiatta na
wszystkie porty optyczne

TAK

Automatyczne obnizanie i podnoszenie obiektywow
do ptaszczyzny fokalnej

TAK

Tubus o kacie pochylenia 45°, z mozliwoscia odcigcia
swiatta od okularow

TAK

Pole widzenia mikroskopu min. FN=23

TAK

Dwa okulary o polu widzenia min. FN=23, oba z
korekcja dioptrii

TAK

Stolik skaningowy z mozliwoscig automatycznego
przesuwu w osiach X,y, z uchwytem szkietek oraz
szalek Petriego (przesuw manualny oraz za pomoca
oprogramowania)

TAK

Zmotoryzowany rewolwer obiektywowy na min. 6

obiektywow, przystosowany do pracy w kontrascie
Nomarskiego (DIC)

TAK




10.

Obiektywy korygowane na nieskonczono$¢ o
standardowej dlugosci optycznej 45mm
(powigkszenie/min. apretura numeryczna/min.
odlegtos¢ robocza):

- planarny, fluorytowy: 10x/0,30/5mm,

- planarny, fluorytowy, z pierScieniem korekcji na
grubos$¢ szkietka w zakresie 0-1,5mm:
20x/0,40/8,4mm (przy korekcji na grubo$¢ szkietka
Omm)

- planarny, fluorytowy, z pierScieniem korekcji na
grubos¢ szkietka w zakresie 0-1,5mm:
40x/0,60/3,3mm (przy korekcji na grubo$¢ szkietka
0mm),

- planapochromatyczny: 20x/0,80/0,55mm

- planapochromatyczny, wodny, z pier§cieniem
korekcji na szkietko nakrywkowe w zakresie 0,14-
0,19mm: 40x/1,20/min. 0,28mm (przy korekcji na
grubos¢ szkietka nakrywkowego 0,17mm),

- planapochromatyczny, olejowy: 63x /1,40/ 0,19mm

TAK

11.

Kondensor obrotowy umozliwiajacy zastosowanie
technik jasnego i ciemnego pola, kontrastu fazowego
oraz Nomarskiego (DIC), z aperturg min. 0,55 i
odlegloscia robocza min. 26mm

TAK

12.

Kompletne wyposazenie do pracy w kontrascie
Nomarskiego (DIC) dla obiektywow
planapochromatycznych: 20x, 40x, 63x

TAK

13.

Zmotoryzowany rewolwer na min. 6 filtréw
fluorescencyjnych

TAK

14.

Zestaw czterech filtréw fluorescencyjnych
pasmowych (typu ,,bandpass”), umozliwiajacy
obserwacj¢ takich fluorochromow jak: DAPI, GFP,
rodamina, Cy5

TAK

15.

Oswietlacz do fluorescencji 0 mocy min. 120W z
regulacja natezenia Swiecenia, podigczenie
swiattowodowe do statywu mikroskopu, czas pracy
lampy min. 2000 godz.

TAK

16.

Lampa typu LED o stalej temperaturze barwowej do
pracy w $wietle przechodzacym, 0 mocy
porownywalnej do 100W lampy halogenowej -
montowana bezposrednio na statywie mikroskopu

TAK

17.

Zasilacz sieciowy mikroskopu umieszczony poza
statywem

TAK

18.

Regulacja nat¢zenia §wiatta ze wskazaniem
nastawionej wartosci

TAK

19.

Zmotoryzowana przestona lampy fluorescencyjne;j
(automatyczne zamykanie i otwieranie przestony
oswietlenia fluorescencyjnego)

TAK

20.

Dodatkowy oswietlacz do fluorescencji z
mozliwoscig szybkiego przelaczania wzbudzen z
czterema diodami wzbudzajacymi LED: 365, 470,
540-580 i 590 nm, regulacja intensywnoS$ci swiecenia
w zakresie 1% - 100%, panel sterujacy, dodatkowo
sterowanie z poziomu oprogramowania

TAK




Filtr poczworny o transmisji powyzej 95% do

21. DAPI/FITC/rodaminy/Cy5 TAK
Wspotosiowa §ruba z pokrettami
22. | mikro/makrometrycznymi polozonymi z obu stron TAK
statywu
93 Automatyczny rewolwer obrotowy z soczewkami
" | powigkszajacymi: 1x 1 1,6x TAK

Umieszczone na statywie mikroskopu klawisze
funkcyjne z mozliwo$cig dowolnego przypisania
24. | przez uzytkownika odpowiadajacych im funkcji TAK
automatycznych mikroskopu (zmiana obiektywow,
filtrow itp.)

Sterowanie automatycznymi funkcjami mikroskopu
dodatkowo poprzez dotykowy panel LCD

25. | umozliwiajacy podglad ustawionych wartosci, TAK
mozliwo$¢ umieszczania panela na mikroskopie oraz
zamiennie w zewnetrznej stacji dokujacej

Niezalezny od otoczenia uktad zapewniajacy
stabilno$¢ termiczng urzadzenia z mozliwoscia TAK
ustawienia temperatury w zakresie min. 25 — 40°C z
doktadnoécia 0,1°C

26.

Modut do prowadzenia obserwacji w
kontrolowanych warunkach §rodowiska z regulacja TAK
temperatury w zakresie min. 25 —40°C z
doktadnoécia 0,1°C

27.

Uktad uchwytéw preparatéw z niezalezng od
ustawione] w komorze regulacja temperatury: do
szkietek typu LabTek, matych szalek Petriego oraz
naczyn wielodotkowych 6, 24 1 96 dotkowych. TAK
Wszystkie z powyzszych uchwytow majg mieé
mozliwo$¢ wspotpracy z modutem CO2 oraz O2

28.

Modut CO2 z mozliwoscig ustalenia st¢zenia w

29. | zakresie 1-8% z doktadnoscia 0,1%, z kontrolg TAK
wilgotnosci
Modut O2 z mozliwos$cig ustalenia stezenia w

30. | zakresie 1-10% z doktadnoscig 0,1%, z kontrola TAK
wilgotnosci

Il. WYPOSAZENIE DO REJESTRACJI KONFOKALNYCH

zestaw laserOw Oraz sterowanie zapewniajace
niezalezng prac¢ ze wszystkimi dostepnymi
wzbudzeniami:

1. |laser diodowy 405nm, 50mW, TAK
laser OPSL 488nm, 100mW,
laser diodowy 561nm, 40mW
laser diodowy 635nm, 30mwW

Glowica skanujaca z podwdjnym dyskiem Nipkowa,

2 jeden dysk wyposazony w mikrosoczewki TAK
Koto filtréw emisyjnych, automatyczne,
3 sze$ciopozycyjne z zestawem filtréw TAK

waskopasmowych: 450/50, 485/30, 525/30, 535/30,
629/62, 690/50 oraz filtr emisyjny 630/98




Predkos¢ obrotowa swobodnie regulowana w zakresie
co najmniej 1500-5000 obr./min. Automatyczny

dobér predkosci obrotu wraz ze zmiang czasu TAK
naswietlania kamery

Glowica wyposazona w dwa porty optyczne,

umozliwiajgce jednoczesng rejestracje obrazu w
dwoch kanatach optycznych z wykorzystaniem dwoch TAK
jednakowych kamer

Dwie kamery typu EM CCD: rozdzielczo$¢ min.
1002x1002 piksela, wielkos¢ piksela min. 8x8um,
wielkos¢ matrycy CCD min. 8x8mm, dynamika
odczytu 14 bitéw, chtodzenie min. -50°C, czas TAK
ekspozycji regulowany w zakresie min. 200us - 600s,
mozliwo$¢ binningu min. 2x2, 4x4 oraz 8x8, ztacze
typu Fire Wire B, dwa adaptery do podtaczenia kamer
do gltowicy skanujacej o powiekszeniu 1,2x

Monochromatyczna kamera cyfrowa z gwintem C
zamontowana niezaleznie od uktadu do rejestracji
konfokalnych, rozdzielczo$¢ min. 1,4 mln. pikseli,
dynamika odczytu 12 bitow, wielko$¢ elementu CCD TAK
2/3”, pasywne chlodzenie w ukltadzie Peltier, czas
ekspozycji regulowany w zakresie min. 1ms — 60s,
funkcja binning od 1x1 do 5x5, podtaczenie do
komputera za pomocg ztacza FireWire/IEEE 1394,
adapter do podtaczenia kamery do portu mikroskopu o
powigkszeniu ok. 0,63x

Sterowanie systemem skanujacym, kamerami,
uktadem inkubacji z regulacja temperatury, stezenia
8. |CO2 oraz 02 i wszystkimi innymi elementami TAK
systemu za pomocg jednego oprogramowania
dostarczanego przez producenta mikroskopu

[1l. ZESTAW KOMPUTEROWY Z MONITOREM DO PODGLADU I ANALIZY REJESTROWANYCH
OBRAZOW

Stacja robocza o mocy obliczeniowej adekwatnej do
obslugi wymagajacych zastosowan graficznych

1. | mikroskopu konfokalnego z procesorem typu co TAK
najmniej Xeon 6-core, pami¢¢ RAM min. 24 GB,
karta graficzna 2 GB, system operacyjny 64-bitowy

Monitor LCD min. 30, rozdzielczos¢: 2560 x 1600
pikseli, jasnosé¢: 300 cd/m2, kontrast: 1000:1 TAK

IV. OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACII | ANALIZY OBRAZOW

Program dedykowany do pracy w trybie 64-bitowym,
do akwizycji obrazéw z kamer cyfrowych i
sterowania mikroskopem automatycznym, glowica
skanujacg 1 inkubatorem.

1. | Obrobka graficzna: jasno$¢, kontrast, gamma,
wyostrzanie/zmigkczanie, redukcja szumow,
odejmowanie tta, korekta nierownomiernosci
oswietlenia, balans bieli. Wprowadzanie adnotacji:
tekst, strzatki, prostokaty, okregi, wskazniki skali.




Interaktywne pomiary: odleglo$¢, powierzchnia,
obwdd, promien, katy, liczba wystgpien. Zarzadzanie
bazami obrazow (zapisywanie ilustracji razem z
parametrami mikroskopu i systemu inkubaciji,
wskaznikami skali i adnotacjami). Programowanie i
automatyczna akwizycja fluorescencji
wielokanatowej, wbudowana baza danych TAK
fluorochromow. Programowanie i automatyczna
akwizycja serii czasowych, programowanie i
automatyczne wykonywanie akwizycji przekrojow
optycznych wzdtuz osi Z, funkcja automatycznego
ustawiania ostro$ci. Wykonywanie szybkich
akwizycji obrazow z funkcja zapisywania strumienia
danych z kamery na twardym dysku. Modut do
wizualizacji i renderingu 3D. Modut do
automatycznej rejestracji obrazu z wybranych miejsc
w obrebie przesuwu stolika oraz sktadania obrazow z
sgsiadujacych pdl widzenia tzw. mozaiki (mozliwos¢
zdefiniowania r6znych trybow rejestracji w kolejnych
sekwencjach rejestrowanego w doswiadczeniu
obrazu)

Dodatkowy pakiet oprogramowania do analizy off-
line typu High Content Analysis (HCA): analiza
procesow fizjologicznych zachodzacych w obrgbie
2. | lub pomiegdzy elementami wewnatrzkomérkowymi, TAK
przeptywu bialek pomiedzy cytoplazmg a btong
komorkowa, intensywnosci fluorescencji i jej zmian,
morfologii itp.

V. STOL ANTYWIBRACYJINY TLUMIACY DRGANIA

Dostosowany do wielkosci urzadzenia stot z
1. | absorpcja wibracji, z nagwintowanymi otworami do TAK
montazu elementow optycznych

V1. ZESTAW DO KONTROLI HODOWLI KOMORKOWYCH

Statyw mikroskopu odwroconego z rewolwerem na
min. 5 obiektywow,

tubus o kacie nachylenia 45° i o polu widzenia min.
FN 23, mozliwos$¢ umieszczenia dodatkowych
elementow podnoszacych tubus o 25mm i 50mm np.
do pracy w pozycji stojacej, optyka korygowana do
nieskonczonos$ci o dlugosci parafokalnej 45 mm, TAK
okulary 10x/FN 23 — 2 szt., oba z korekcja dioptrii,
precyzyjny uktad nastawiania ostrosci ze
wspotosiowymi pokrettami mikro oraz makro-
metrycznymi z obu stron statywu, adapter boczny,
umieszczony ergonomicznie pod tubusem, do
podlaczenia kamery cyfrowej z 2-pozycyjnym
podziatem $wiatta 100%:0% / 0%:100%

Stolik krzyzowy z precyzyjnym uktadem zgbatkowym
przesuwu preparatu w osiach X,Y, o wymiarach min.

130 x 85 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym, TAK
uchwyt uniwersalny do szkietek oraz naczyn Petriego,




uchwyt uniwersalny do naczyn wielodotkowych

Obrotowy kondensor Abbego do pracy z obiektywami
5x-100x, z min. 5 pozycjami na elementy optyczne, o
aperturze min. 0,55 oraz duzej odleglosci roboczej TAK
(min. 32mm)

Oswietlenie halogenowe 0 mocy min. 35W z regulacja
natezenia $wiecenia TAK

Obiektywy korygowane na nieskonczono$¢ o
standardowej dtugosci optycznej 45mm
(powigkszenie/min. apretura numeryczna/min.
odlegltos¢ robocza):

- planarny, fluorytowy: 10x/0,30/5mm,

- planarny, fluorytowy, z pier$cieniem korekcji na
grubos¢ szkietka w zakresie 0-1,5mm:
20x/0,40/8,4Amm (przy korekcji na grubos¢ szkietka TAK

5. Omm)

- planarny, fluorytowy, z pierscieniem korekcji na
grubos¢ szkietka w zakresie 0-1,5mm:
40x/0,60/3,3mm (przy korekcji na grubos¢ szkietka
Omm),

- planarny, fluorytowy, z pierscieniem korekcji na
grubos¢ szkietka w zakresie 0-1,5mm:
63x/0,75/2,2mm (przy korekcji na grubos¢ szkietka
Omm)

Wyposazenie do §wiatta odbitego z wbudowang
przestona polowa oraz aperturowa, element obrotowy
na min. 4 filtry fluorescencyjne, uktad kostek filtrow
fluorescencyjnych montowany w rewolwerze
obrotowym bez uzycia narzedzi — szybka i prosta
wymiana filtréw, zestaw 3 pojedynczych filtrow
fluorescencyjnych o ponizszych parametrach
(wzbudzenie, dzielnik $wiatta, emisja):

6. |BP 330-370, 395, BP 420-470 TAK
BP 450-490, 495, BP 500-550

BP 540-552, 560, BP 575-640

Oswietlacz do fluorescencji z lampg halogenkowa o
mocy co najmniej120W (czas pracy min. 2000 godz.)
z regulacjg nat¢zenia Swiecenia, podigczenie
$wiattowodowe do statywu mikroskopu, wbudowana
przestona $wiatla, zasilacz z licznikiem czasu pracy

lampy.

Vil. WYMAGANIA DODATKOWE

1 Szkolenie personelu w zakresie obstugi i konserwacji
___|sprzgtu TAK
2 Gwarancja min. 12 miesiecy TAK

Oswiadczam, Ze wymienione wyzej urzadzenie spelnia wszystkie wymagania Zamawiajacego zawarte
w SIWZ.

...................... ,dn. ............... 2013 roku
(podpis upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy)




